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Nazwa i adres / Name and address

CARL ZEISS Sp. z o.0.

ul. Naramowicka 76
61-622 Poznan

LABORATORIUM WZORCUJACE CARL ZEISS

ul. Strzelecka 72
43-109 Tychy

Dziatalno$¢ prowadzona
| Activity conducted

poza statg lokalizacja (P) /
outside of permanent
location (P)

Wzorcowanie / Calibration:
Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
6.04 dtugos¢ (pomiary wspotrzednosciowe)

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 186 z dnia 10.12.2019 r.

Cykl akredytaciji od 17.03.2023 r. do 15.04.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl/

This document is an annex to accreditation certificate No AP 186 of 10.12.2019
Accreditation cycle from 17.03.2023 to 15.04.2027

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p!
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 186

Laboratorium Wzorcujace Carl Zeiss
ul. Strzelecka 72, 43-109 Tychy

. . . . Niepewnosé Miejsce .

iekt wzorcowani m . d
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Diugos$é (pomiary wspoétrzednosciowe)
Wspéirzednosciowe maszyny pomiarowe 0 mm do 3818 mm (0,1+0,5 L) um P PN-EN ISO 10360-2:2010
z glowica pomiarowa stykowa L — wielko$¢ mierzona (m) PN-EN ISO 10360-3:2002
Gtowice pomiarowe stykowe 25 mm 0,1 pm PN-EN ISO 10360-5:2020
Optyczne wspoéitrzednosciowe maszyny 0 mm do 439 mm (0,2+0,6 - L) um PN-EN ISO 10360-7:2011
pomiarowe z glowica pomiarowa L — wielko$¢ mierzona (m)
rejestrujgca obraz
Glowice pomiarowe optyczne 3,5mm 0,25 ym PN-EN ISO 10360-7:2011

0,25 mm

Wspéirzednosciowe systemy pomiarowe 0 mm do 7575 mm (1,9+2,75- L) um PN-EN ISO 10360-13:2022
z glowica pomiarowa optyczna L — wielko$¢ mierzona (m)
Wspoétrzednosciowe skanery optyczne

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzonej.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 186

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 186

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

HOLOGRAM KIEROWNIK DZIAtU AKREDYTACJI
HOLOGRAM WZORCOWAN

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 09.01.2026 r.
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